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摘 要

中文摘要    本研究目的在設計一種微型甲醛氣體感測器。微型甲醛氣體感測器設計是分別以石英玻璃與矽/氮化矽平台當

作基材，Pt當作微型加熱器電阻，作為感測器加熱感測層，並以NiO薄膜作為感測層。NiO薄膜是利用濺鍍沉積的方式形

成感測層，並使用Pt作為電極量測感測層電阻之變化。當電壓作用到Pt加熱板時，微加熱板溫度會逐漸上升。在300℃時，

當環境內有甲醛氣體存在時，NiO薄膜層上導電度會增加，因而導致感測層電阻值之降低。在不同的甲醛氣體濃度下，可

發現不同的感測層會有不同的電阻值輸出，此即為本微型甲醛氣體感測器之功用。而且當分別使用甲醇、乙醇、丙酮、甲

醛這四種揮發性有機化合物來對本感測器的靈敏度做相互的比較，並且量測在不同溫度範圍之最小氣體偵測濃度，發現本

研究之甲醛氣體感測器對其他三種揮發性有機物氣體之靈敏度皆極為微小，可知本研究之甲醛氣體感測器具有極高之氣體

選擇性。
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